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(57)【要約】
【課題】ドレッシングが行われる時間を正確に把握する
ことができるドレッシング装置を提供する。
【解決手段】本発明に係るドレッシング装置は、ドレッ
シング工具１と、ドレッシング工具１を回転駆動するサ
ーボモータ２１とを備え、ドレッシング工具１をドレッ
シング面２内で回転させてドレッシング工具１のドレッ
シング面２に当接する研磨パッド１５のドレッシングを
行うドレッシング装置ＤＡにおいて、サーボモータ２１
の回転駆動トルクを測定するトルク測定器３５と、トル
ク測定器３５により測定されたサーボモータ２１の回転
駆動トルクに基づいてドレッシング面２が研磨面１６に
当接していた時間を測定するコントローラ３０とを有し
て構成される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ドレッシング工具を備え、前記ドレッシング工具のドレッシング面に当接しつつ、前記
ドレッシング面内で相対移動する加工工具のドレッシングを行うドレッシング装置におい
て、
　前記ドレッシング面と平行な面内での前記ドレッシング工具の振れ量を測定する振れ量
測定手段と、
　前記振れ量測定手段により測定された前記ドレッシング工具の振れ量に基づいて前記ド
レッシング面が前記加工面に当接していた時間を測定するドレッシング時間測定手段とを
有して構成されることを特徴とするドレッシング装置。
【請求項２】
　ドレッシング工具と、前記ドレッシング工具を回転駆動する駆動源とを備え、前記ドレ
ッシング工具をドレッシング面内で回転させて前記ドレッシング工具の前記ドレッシング
面に当接する加工工具のドレッシングを行うドレッシング装置において、
　前記駆動源の回転駆動トルクを測定するトルク測定手段と、
　前記トルク測定手段により測定された前記駆動源の回転駆動トルクに基づいて前記ドレ
ッシング面が前記加工面に当接していた時間を測定するドレッシング時間測定手段とを有
して構成されることを特徴とするドレッシング装置。
【請求項３】
　請求項１もしくは請求項２に記載の前記ドレッシング装置によりドレッシングされた前
記加工工具を用いて被加工物の加工を行うように構成されていることを特徴とする製造装
置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、研磨、研削、ラッピング加工等を行う加工工具の加工面をドレッシングする
ためのドレッシング装置と、このようなドレッシング装置によりドレッシングされる加工
工具を用いた製造装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　研磨、研削、ラッピング加工等を行う加工工具は、加工時間に応じて加工面の目詰まり
が進行して劣化するため、定期的なドレッシングを行って常に良好な加工が行われるよう
にメンテナンスされる。このような加工工具としては、例えば、半導体ウェハの製造工程
においてウェハ表面に形成された回路構成膜等の研磨加工を行う化学機械研磨装置（ＣＭ
Ｐ装置）に用いられる研磨パッドがあり、この研磨パッドについても所定間隔をおいてド
レッシング工具によるドレッシングが行われる。このようなドレッシング装置として、例
えば、特開２００３－８０４５６号公報に開示のものがある（例えば、特許文献１を参照
）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－８０４５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、ドレッシングが行われる時間が加工工具である研磨パッドに与える影響
は少なくない。そのため、ドレッシングが行われることによる研磨加工に対する影響を把
握するために、ドレッシングが行われる時間を正確に把握する必要があった。
【０００５】
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　本発明は、このような問題に鑑みてなされたものであり、ドレッシングが行われる時間
を正確に把握することができるドレッシング装置を提供することを目的とする。また、こ
のドレッシング装置によりドレッシングされる加工工具を用いた製造装置を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　このような目的達成のため、本発明に係るドレッシング装置は、ドレッシング工具を備
え、ドレッシング工具のドレッシング面に当接しつつ、ドレッシング面内で相対移動する
加工工具のドレッシングを行うドレッシング装置において、ドレッシング面と平行な面内
でのドレッシング工具の振れ量を測定する振れ量測定手段と、振れ量測定手段により測定
されたドレッシング工具の振れ量に基づいてドレッシング面が加工面に当接していた時間
を測定するドレッシング時間測定手段とを有して構成される。
【０００７】
　また、第２の本発明に係るドレッシング装置は、ドレッシング工具と、ドレッシング工
具を回転駆動する駆動源とを備え、ドレッシング工具をドレッシング面内で回転させてド
レッシング工具のドレッシング面に当接する加工工具のドレッシングを行うドレッシング
装置において、駆動源の回転駆動トルクを測定するトルク測定手段と、トルク測定手段に
より測定された駆動源の回転駆動トルクに基づいてドレッシング面が加工面に当接してい
た時間を測定するドレッシング時間測定手段とを有して構成される。
【０００８】
　さらに、本発明に係る製造装置は、本発明に係るドレッシング装置によりドレッシング
された加工工具を用いて被加工物の加工を行うように構成されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、ドレッシングが行われる時間を正確に把握することができ、これによ
り、ドレッシング後の加工条件をより適切に設定することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明に係るドレッシング装置の概略構成を示す正面図である。
【図２】上記ドレッシング装置の概略構成を示す平面図である。
【図３】ドレッシング工具の振れ量と時間との関係を示すグラフである。
【図４】サーボモータの駆動トルクと時間との関係を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して本発明の好ましい実施形態について説明する。本発明に係る研磨
パッド用ドレッシング装置ＤＡを図１に示している。このドレッシング装置ＤＡは、半導
体ウェハ等の研磨を行うＣＭＰ装置に用いられる研磨パッド１５（加工工具）の研磨面１
６（加工面）をドレッシングする装置であり、研磨パッド１５を真空吸着などにより保持
して回転するパッド保持機構１０（加工工具保持手段）と、このパッド保持機構１０によ
り保持されて回転する研磨パッド１５の研磨面１６のドレッシングを行うドレッシング工
具１と、このドレッシング工具１を回転自在に保持するドレッシング工具保持機構５（ド
レッシング工具保持手段）とから構成される。
【００１２】
　パッド保持機構１０は、研磨パッド１５を真空吸着保持するパッド保持ヘッド１１と、
パッド保持ヘッド１１に繋がる回転軸１２と、この回転軸１２を介してパッド保持ヘッド
１１を略水平面内で回転させる図示しない回転駆動装置とから構成される。なお、研磨パ
ッド１５は、ドーナツ円形の研磨面１６を有した板状の部材からなり、その中心点を通り
研磨面１６に垂直な軸線が回転中心となるようにパッド保持ヘッド１１に保持される。
【００１３】
　ドレッシング工具１は、研磨パッド１５の研磨面１６より径が小さい円形のドレッシン



(4) JP 2012-183638 A 2012.9.27

10

20

30

40

50

グ面２を有した円盤状に形成される。ドレッシング工具保持機構５は、ベース部材６と、
ベース部材６の上側に取り付けられた本体ケース部材７と、本体ケース部材７に対し回転
自在に且つ上下移動可能に取り付けられた回転軸部材８と、回転軸部材８の上端に固定さ
れてドレッシング工具１を保持する工具保持部材９を有して構成され、ドレッシング面２
が研磨パッド１５の研磨面１６と対向するように、ドレッシング工具１を略水平面内で回
転自在に且つ上下移動可能に保持するようになっている。
【００１４】
　本体ケース部材７の内部には、回転軸部材８および工具保持部材９を回転駆動するサー
ボモータ２１や、回転軸部材８および工具保持部材９を上下移動させる図示しないシリン
ダ機構などが配設される。そして、これらサーボモータ２１およびシリンダ機構の作動に
より、工具保持部材９に保持されたドレッシング工具１が回転しつつ上方に移動し、ドレ
ッシング工具１のドレッシング面２が（回転する状態で）回転する研磨パッド１５の研磨
面１６に押し付けられる。このときのドレッシング工具１の回転力および押圧力は、詳細
図示は省略するコントローラ３０により適切な値に設定および制御され、研磨面１６のド
レッシングが行われる。
【００１５】
　図１および図２に示すように、本体ケース部材７の上部におけるドレッシング工具１の
側方には、２つの変位センサ２２，２３が取り付けられており、ドレッシング面２と平行
な面内（水平面内）におけるドレッシング工具１の所定基準位置からの振れ量（水平方向
）をそれぞれ測定するようになっている。なお、変位センサ２２，２３に測定されたドレ
ッシング工具１の振れ量は、コントローラ３０に出力されるようになっている。また、図
２に示すように、本体ケース部材７には、２つの水供給装置２４，２５が取り付けられて
おり、ドレッシング工具１のドレッシング面２および研磨パッド１５の研磨面１６に向け
てそれぞれ洗浄用の水を供給するようになっている。
【００１６】
　このような構成のドレッシング装置ＤＡにおいて、前述したように、サーボモータ２１
およびシリンダ機構の作動により、工具保持部材９に保持されたドレッシング工具１が回
転しつつ上方に移動し、ドレッシング工具１のドレッシング面２が（回転する状態で）回
転する研磨パッド１５の研磨面１６に押し付けられる。そして、コントローラ３０により
ドレッシング工具１の回転力および押圧力が適切な値に制御され、研磨面１６のドレッシ
ングが行われる。
【００１７】
　また、本実施形態においては、コントローラ３０が、変位センサ２２，２３により測定
されたドレッシング工具の振れ量に基づいて、ドレッシング面２が実際に研磨面１６に当
接していた時間（すなわち、ドレッシングが行われた時間）を測定する。このように、研
磨パッド１５（研磨面１６）に対してドレッシングが行われる時間を正確に把握すること
で、ドレッシング後のＣＭＰ装置における研磨条件（加工条件）をより適切に設定するこ
とが可能になる。
【００１８】
　図３に、ドレッシング工具の変位（振れ量）と時間との関係の一例を示す。この図から
、ドレッシング面２が研磨面１６に押し付けられてドレッシングが行われる間、ドレッシ
ング工具の変位（振れ量）が０と－０．２ｍｍとの間で推移することが分かる。このとき
、コントローラ３０は、例えば、ドレッシング工具の変位（振れ量）が０と－０．２ｍｍ
との間の値となるときの時間を測定し、測定した時間をドレッシング面２が研磨面１６に
当接していた時間（すなわち、ドレッシングが行われた時間）として測定する。図３にお
いては、ドレッシング面２が研磨面１６に当接していた時間は、（約３１分１７秒から３
１分２４秒までの）約７秒となる。なお、グラフの波形が所定の形状（図３における中央
部付近の波形）を示す時間をドレッシング面２が研磨面１６に当接していた時間として測
定するようにしてもよい。
【００１９】
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　この結果、本実施形態によるドレッシング装置ＤＡによれば、コントローラ３０が、変
位センサ２２，２３により測定されたドレッシング工具１の振れ量に基づいてドレッシン
グ面２が研磨面１６（加工面）に当接していた時間を測定するため、ドレッシングが行わ
れる時間を正確に把握することができ、これにより、ドレッシング後の研磨条件（加工条
件）をより適切に設定することが可能になる。また、ドレッシングが行われる時間を正確
に把握することができるため、余分なドレッシングを行う必要がなくなり、研磨パッド１
５（加工工具）の寿命を延ばすことが可能になる。
【００２０】
　また、本実施形態におけるＣＭＰ装置（製造装置）が、本実施形態のドレッシング装置
ＤＡによりドレッシングされた研磨パッド１５を用いて被加工物の研磨加工を行うように
構成されることで、より適切に設定された研磨条件（加工条件）で被加工物の研磨加工を
行うことが可能となり、研磨加工の加工精度を向上させることができる。
【００２１】
　なお、上述の実施形態において、研磨パッド１５の下方においてドレッシング工具保持
機構５によりドレッシング工具１が保持されるドレッシング装置について説明したが、こ
れに限られるものではなく、本発明は、研磨パッドの上方においてドレッシング工具保持
機構によりドレッシング工具が保持される構成のドレッシング装置にも用いることができ
る。
【００２２】
　また、上述の実施形態において、本発明に係る製造装置の一例として半導体ウェハ等の
研磨を行うＣＭＰ装置を例に説明したが、これに限られるものではなく、例えば、研削装
置やラッピング装置等でもよく、研磨、研削、ラッピング加工等を行う加工工具の加工面
をドレッシングするためのドレッシング装置および、このようなドレッシング装置により
ドレッシングされる加工工具を用いた製造装置であれば、本発明を適用することができる
。
【００２３】
　さらに、上述の実施形態において、ドレッシング面２が研磨面１６（加工面）に当接し
ていた時間をコントローラ３０が測定するように構成されているが、これに限られるもの
ではなく、このようなドレッシング時間測定手段をコントローラと別に独立して設けるよ
うにしてもよい。
【００２４】
　また、上述の実施形態において、コントローラ３０が、変位センサ２２，２３により測
定されたドレッシング工具１の振れ量に基づいてドレッシング面２が研磨面１６（加工面
）に当接していた時間を測定するように構成されているが、これに限られるものではない
。例えば、図１の二点鎖線で示すように、トルク測定器３５（トルク測定手段）により測
定されたサーボモータ２１の回転駆動トルクに基づいて、ドレッシング面２が研磨面１６
（加工面）に当接していた時間を測定するようにしてもよい。このようにしても、ドレッ
シングが行われる時間を正確に把握することができ、これにより、ドレッシング後の研磨
条件（加工条件）をより適切に設定することが可能になる。
【００２５】
　なお実際には、トルク測定器３５はサーボモータ２１の駆動電流を検出し、検出した駆
動電流から推測されるサーボモータ２１の回転駆動トルクを電圧に変換してコントローラ
３０に出力する。図４に、サーボモータ２１の駆動トルク（電圧）と時間との関係の一例
を示す。この図から、サーボモータ２１が作動してドレッシング工具１が回転駆動される
とき、ドレッシング面２が研磨面１６に押し付けられてドレッシングが行われる間、サー
ボモータ２１の駆動トルク（電圧）が０近傍で推移することが分かる。これは、研磨パッ
ド１５を回転させる回転駆動装置の回転駆動トルクがサーボモータ２１の回転駆動トルク
よりもかなり大きく、かつ研磨パッド１５の回転方向とドレッシング工具１の回転方向が
同じであり、ドレッシング面２が研磨面１６に押し付けられるドレッシング時にはドレッ
シング工具１に回転駆動トルクを付与する必要が殆どないため、サーボモータ２１に駆動
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【００２６】
　このとき、コントローラ３０は、例えば、サーボモータ２１の駆動トルク（電圧）が０
近傍となるときの時間を測定し、測定した時間をドレッシング面２が研磨面１６に当接し
ていた時間（すなわち、ドレッシングが行われた時間）として測定する。図４においては
、ドレッシング面２が研磨面１６に当接していた時間は、（約２７分３５秒から２７分４
１秒までの）約６秒となる。なお、グラフの波形が所定の形状（図４における中央部付近
の波形）を示す時間をドレッシング面２が研磨面１６に当接していた時間として測定する
ようにしてもよい。
【００２７】
　なお、研磨パッド１５の回転方向に対してドレッシング工具１の回転方向が逆回転とな
る場合は、ドレッシング面２が研磨面１６に当接している状態でのサーボモータ２１の駆
動トルク（電圧）は０近傍にはならないので、予め、当接時の駆動トルク（電圧）の値を
測定しておき、その駆動トルク（電圧）の値を使って当接していた時間を測定すればよい
。
【００２８】
　このように、コントローラ３０が、トルク測定器３５により測定されたサーボモータ２
１の駆動トルクに基づいてドレッシング面２が研磨面１６（加工面）に当接していた時間
を測定するようにしても、ドレッシングが行われる時間を正確に把握することができ、こ
れにより、ドレッシング後の研磨条件（加工条件）をより適切に設定することが可能にな
る。また、余分なドレッシングを行う必要もなくなり、研磨パッド１５（加工工具）の寿
命を延ばすことが可能になる。
【符号の説明】
【００２９】
　　１　ドレッシング工具　　　　　　　　　２　ドレッシング面
　　５　ドレッシング工具保持機構（ドレッシング工具保持手段）
　１０　パッド保持機構（加工工具保持手段）
　１５　研磨パッド（加工工具）　　　　　１６　研磨面（加工面）
　２１　サーボモータ（駆動源）
　２２　変位センサ（振れ量測定手段）　　２３　変位センサ（振れ量測定手段）
　３０　コントローラ（ドレッシング時間測定手段）
　３５　トルク測定器（トルク測定手段）
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【手続補正書】
【提出日】平成24年7月27日(2012.7.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ドレッシング工具と、前記ドレッシング工具を回転駆動する駆動源とを備え、前記ドレ
ッシング工具をドレッシング面内で回転させて前記ドレッシング工具の前記ドレッシング
面に当接する加工工具のドレッシングを行うドレッシング装置において、
　前記駆動源の回転駆動トルクを測定するトルク測定手段と、
　前記トルク測定手段により測定された前記駆動源の回転駆動トルクに基づいて前記ドレ
ッシング面が前記加工面に当接していた時間を測定するドレッシング時間測定手段とを有
して構成されることを特徴とするドレッシング装置。
【請求項２】
　前記ドレッシング時間測定手段は、前記加工面のドレッシングを行うときに、前記トル
ク測定手段により測定された回転駆動トルクの時間変化特性が所定の変動特性を示す時間
を、前記ドレッシング面が前記加工面に当接していた時間として測定することを特徴とす
る請求項１に記載のドレッシング装置。
【請求項３】
　前記ドレッシング時間測定手段は、前記加工工具の回転方向に対して前記ドレッシング
工具の回転方向が逆回転となる場合、前記ドレッシング面が前記加工面に当接している状
態で予め測定した回転駆動トルクの値に基づいて、前記ドレッシング面が前記加工面に当
接していた時間を測定することを特徴とする請求項２に記載のドレッシング装置。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれかに記載の前記ドレッシング装置によりドレッシングさ
れた前記加工工具を用いて被加工物の加工を行うように構成されていることを特徴とする
製造装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　このような目的達成のため、本発明に係るドレッシング装置は、ドレッシング工具と、
ドレッシング工具を回転駆動する駆動源とを備え、ドレッシング工具をドレッシング面内
で回転させてドレッシング工具のドレッシング面に当接する加工工具のドレッシングを行
うドレッシング装置において、駆動源の回転駆動トルクを測定するトルク測定手段と、ト
ルク測定手段により測定された駆動源の回転駆動トルクに基づいてドレッシング面が加工
面に当接していた時間を測定するドレッシング時間測定手段とを有して構成される。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　なお、上述の発明において、ドレッシング時間測定手段は、加工面のドレッシングを行
うときに、トルク測定手段により測定された回転駆動トルクの時間変化特性が所定の変動
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特性を示す時間を、ドレッシング面が加工面に当接していた時間として測定することが好
ましい。また、上述の発明において、ドレッシング時間測定手段は、加工工具の回転方向
に対してドレッシング工具の回転方向が逆回転となる場合、ドレッシング面が加工面に当
接している状態で予め測定した回転駆動トルクの値に基づいて、ドレッシング面が加工面
に当接していた時間を測定することが好ましい。
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